Zat.nr3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zapytanie ofertowe dot. wyboru dostawcy systemu FIB/SEM

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest system FIB/SEM, ktorego parametry techniczne zostaty wymienione
szczegdtowo ponizej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

L. System FIB/SEM spetnia nastepujgce wymagania:

System jest wysokorozdzielczym instrumentem najnowszej generacji, z dziatem elektronowym z
termiczng emisjg polowg (emiter Schottky'ego).

Napiecie przyspieszajgce dla wigzki elektronéw jest regulowane co najmniej w zakresie od 350 V do 30
kv.

System posiada mozliwos¢ przysztego doposazenia o uktad do spowalniania elektronéw padajgcych na
powierzchnie probki do energii <50 eV - system spowalniania energii elektrondw dziatajgcy w oparciu
o potencjat przyktadany do stolika prébki. Uktad musi umozliwia¢ redukcje energii elektronéw
padajacych na powierzchnie prébki o co najmniej 4 keV .

System umozliwia prace z maksymalnym pradem wigzki elektronowej > 22nA.

Wiazka elektronowa charakteryzuje sie wysokg stabilnoscig (w dtugim okresie czasu fluktuacje pradu
wigzki < 0.5%/10 godz.).

System umozliwia przyszta rozbudowe o modut pozwalajacy na prace w trybie monochromatycznym —
z gwarantowanym rozmyciem energetycznym wigzki elektronowej <0,3 eV.

System jest wyposazony w co najmniej nastepujgce detektory obrazowe:
a) Detektor elektronéw wtérnych (SE, ang. Secondary electron);

b) Detektor elektrondw wstecznie rozproszonych (BSE, ang. Backscattered secondary
electron),z podziatem na 4 lub wiecej niezaleznych pierscieni wraz z dedykowanym
przedwzmacniaczem. Pierscienie detektora muszg by¢ rozmieszczone koncentrycznie
wzgledem siebie i muszg wykazywac selektywne obrazowanie kontrastu materialowego i
topografii powierzchni badanej prébki w zaleznosci od napiecia i kata rozproszenia
elektronéw BSE wzgledem wigzki pierwotnej. Przez stowo ,niezalezne” rozumie sie
mozliwos$¢ odczytu sygnatu z kazdego pierscienia jednoczesnie i z kazdego sektora
jednoczesnie. Detektor powinien by¢ zamontowany na ruchomym, pneumatycznie
aktuowanym ramieniu pozwalajgcym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem
(wymagane sterowane z poziomu gtéwnego oprogramowania sterujacego praca
systemu).
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8) Parametry rozdzielczosciowe:

a) zdolnos¢ rozdzielcza systemu definiowana jako rozdzielczos¢ obrazéw elektrondw
wtdrnych przy napieciu przyspieszajgcym 15kV na standardowej prdbce ziaren ztota na
btonie weglowej: <1,0 nm (gwarantowana w miejscu instalacji);

b) zdolno$é¢ rozdzielcza systemu definiowana jako rozdzielczo$¢ obrazéw elektrondw
wtdrnych przy napieciu przyspieszajagcym 1kV na standardowej prébce ziaren ztota na
btonie weglowej: <1,5 nm (gwarantowana w miejscu instalacji).

Mozliwos¢ przysztej rozbudowy systemu o modut optyki elektronowej pozwalajgcy na
obrazowanie z rozdzielczosciami:

a) zdolno$¢ rozdzielcza systemu definiowana jako rozdzielczo$¢ obrazéw elektrondw
wtdrnych przy napieciu przyspieszajagcym 1kV na standardowej prébce ziaren ztota na
btonie weglowej: <1,0 nm;

b) zdolno$¢ rozdzielcza systemu definiowana jako rozdzielczo$¢ obrazéw elektronow
wtdrnych przy napieciu przyspieszajgcym 200V na standardowej prébce ziaren ztota na
btonie weglowej: <1,5 nm.

Mozliwo$¢ przeprowadzenia rozbudowy systemu o w/w modut w miejscu instalacji.
9) System jest wyposazony w uktad stuzgcy do pomiaru pradu wigzki.

10) System posiada dodatkowy panel manualnego sterowania parametrami takimijak: nastawy ostrosci,
powiekszenie, kontrast, jasnos¢, przesuwy wigzki i korekcja astygmatyzmu.

11) System jest wyposazony w stolik mikroskopowy o zmotoryzowanych przesuwach w osiach X, Y i Z.
Zakresy przesuwoéw: X: min. 150 mm, Y: min. 150 mm, Z: min. 10 mm; kompucentryczny obrét wokot
osi w zakresie 360° dla wszystkich potozen X, Y; eucentryczny pochyt w zakresie co najmniej od -5° do 60°.
Nosnosc stolika systemu powinna wynosi¢ minimum 0,5 kg.

12) Precyzyjny stolik mikroskopowy dziatajgcy w oparciu o elementy np. piezoelektryczne, umozliwiajgcy
przesuw w osiach X, Y z minimalnym krokiem <100nm, z mozliwoscig zapamietania potozen probki i
powrotu do zapamietanych potozen. Doktadnosé przesuwu (przy pochyle stolika 0°) powinna by¢ <1
pm.

13) System z komorg prdézniowa preparatu o szerokosci co najmniej 370mm wyposazong w co najmniej
20 portow, w tym 2 porty o wymiarze charakterystycznym minimum 80 mm.

14) Zestaw co najmniej 4 specjalistycznych uchwytéw preparatu oraz co najmniej jedna probka
kalibracyjna.

15) System umozliwia przyszte doposazenie o zintegrowang z obszarem komory prébki kolorowg kamere
CCD, o rozdzielczosci co najmniej 5 Mpix, stuzgcg do wstepnego obrazowania powierzchni preparatu.
Obraz w postaci cyfrowej powinien by¢ automatycznie faczony z koordynatami przesuwu stolika.

16) System posiada funkcje automatycznej korekcji dryftu, aktywowang np. w przypadku integracji wielu
kolejnych ramek skanowania w ramach jednego obrazu.

17) Bezstopniowa zmiana wielkos$ci powiekszenia w zakresie co najmniej od 200 x do ponad 1 000 000 x
(dla prébki umieszczonej w eucentrycznej odlegtosci roboczej, na ekranie monitora o przekatnej 24”).

18) System umozliwia cyfrowy zapis obrazéw mikroskopowych z maksymalng rozdzielczoscig co najmniej
14 megapikseli i skali szarosci 16 bit.

Strona2z 4



19) Istnieje mozliwosc¢ cyfrowej rejestracji obrazéw w standardach: TIFF, BMP i JPEG.

20) System jest wyposazony w co najmniej dwa 24” kolorowe monitory o min. rozdzielczosci 1920x1080
pikseli, jasnosci min. 250 cd/m? i czestotliwosci odswiezania obrazu min. 60 Hz.

21) Dla celéw poréwnawczych istnieje mozliwosé jednoczesnej obserwacji na ekranie jednego monitora
przynajmniej 4 zywych obrazéw, utworzonych na podstawie réznych sygnatéw z detektorow.

22) System zawiera zintegrowany program do interaktywnych pomiaréw odlegtosci pomiedzy punktami
charakterystycznymi bezposrednio na ekranie monitora systemowego z automatycznym zapisem
rezultatow pomiaru.

23) Uktad prézniowy jest sterowany w sposdb catkowicie automatyczny i na biezgco kontrolowany na
wypadek jakiejkolwiek niesprawnosci badz awarii. Wymagany ukfad catkowicie bezolejowy, bazujgcy
na pompie turbomolekularnej.

24) Mozliwosc¢ zdalnej diagnostyki systemu miedzy innymi za pomoca sieci.
25) System jest wyposazony w uktad chtodzenia wodg w obiegu zamknietym.

26) System jest wyposazony w uktad do precyzyjnego podawania gazu roboczego, pozwalajgcy na
wyzwalang wigzka elektronowg lub wigzka jonowa depozycje platyny (Pt).

Uktad punktowego podawania gazu powinien by¢ sterowany z poziomu gtdwnego interfejsu
uzytkownika mikroskopu. Pojedynczy uktad powinien stuzyé do precyzyjnego podawania
jednego rodzaju gazu.

System mikroskopu posiada mozliwosé przysztego doposazenia o uktad umozliwiajgcy dodanie
dodatkowego uktadu do precyzyjnego podawania pojedynczego gazu roboczego lub mieszanki
gazéw, pozwalajacej na wyzwalang wigzkg elektronowg lub jonowa depozycje np. wegla (C),
platyny (Pt), wolframu (W) oraz ich mieszanin.

27) System jest wyposazony w mikromanipulator pozwalajagcy na preparatyke prébek TEM
(przenoszenie cienkich folii na dedykowane siatki TEM) — kontrolowany z poziomu gtéwnego
oprogramowania sterujacego pracg mikroskopu. Mikromanipulator powinien charakteryzowad sie
minimalnym krokiem przesuwu <80nm oraz powtarzalnoscig przesuwéw <150nm.

Wymagany uktad umozliwiajacy dodatkowo manualny obrét igty mikromanipulatora.

28) System wyposazony w przynajmniej jedna kolumne jonowa (FIB)
o nastepujgcych parametrach:

a) Napiecie przyspieszajgce regulowane w zakresie co najmniej od 500V do 30kV;

b) Prad wigzki jonowej regulowany co najmniej w zakresie od 1 pA do 65 nA.

c) Zdolnos$é rozdzielcza obrazowania: nie gorsza niz 2,5 nm przy napieciu przyspieszajgcym 30 kV.
29) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wyposazenia systemu w wiekszg liczbe kolumn.

30) Oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie oraz uruchamianie makr pozwalajgcych na
zautomatyzowana kontrole kolumny jonowej FIB i/lub PFIB.

31) Uktad filtracji i podtrzymania napiecia zasilajgcego (UPS)

a) posiadajacy catkowite zabezpieczenie przed przepieciami i krotkotrwatymi zanikami
napiecia;
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b) umozliwiajacy podtrzymanie pracy mikroskopu przez co najmniej 25 minut (po tym
czasie bezpiecznie zapewniajgcy wiaczenie reczne Ilub automatyczne trybu
podtrzymania pracy dziata mikroskopu).

32) Co najmniej trzy dodatkowe Zrdédta jondw — dostarczane na zgtoszenie Zamawiajgcego, w momencie
zuzycia. Gwarantowana zywotnos¢ zrdodta jondw >1000 h.

33) System musi by¢ wyposazony w rentgenowski spektrometr (mikroanalizator) EDS spetniajacy
nastepujgce wymagania

a) Uktad spektrometru EDS powinien by¢ konstrukcyjnie (sprzetowo i programowo)
przystosowany do wspotpracy z uktadem System FIB/SEM;

b) Wysuwany na ramieniu detektor EDS powinien by¢é wyprodukowany w takiej technice,
ktdra nie wymaga ciektego azotu do chtodzenia;

c) Uktad spektrometru EDS powinien umozliwia¢ detekcje pierwiastkdw minimum od Berylu
(Be) wzwyz;

d) Detektor SDD spektrometru EDS powinien posiadac¢ zdolno$¢ rozdzielczg 127 eV lub
lepsza (specyfikowang dla linii Mn Ka);

e) Detektor EDS musi posiada¢ okienko wykonane z krzemu azotku - SisNs i umozliwi¢
detekcje minimum linii Al (Ka) (73 eV);

f) Spektrometr EDS powinien charakteryzowac sie powierzchnig elementu aktywnego co
najmniej 60 mm2;

g) Detektor EDS powinien zapewni¢ maksymalng prace przy minimum 10 000 wejsciowych
zliczen na sekunde;

h) Detektor EDS musi umozliwi¢ mapowanie sktadu pierwiastkowego, przy czym kazdy piksel
musi przechowywaé petne widmo EDS. Retrospektywnie z uzyskanej mapy musi by¢
mozliwos¢ ekstrakcji widm sumarycznych ze zdefiniowanych przez uzytkownika obszaréw
o dowolnym ksztatcie oraz tworzenia profili liniowych;

i) Spektrometr EDS powinien mie¢ mozliwo$¢ zbierania, analizy i zapisu widm
rentgenowskich punktowo, wzdtuz dowolnie prowadzonej linii (profil liniowy) oraz
uzyskiwa¢ mapy rozktadu pierwiastkdbw z wyznaczonego obszaru wraz z automatyczng
kompensacjg dryfu;

j) Oprogramowanie detektora EDS powinno zapewnié¢ analize (na zywo i retrospektywnie)
obejmujacg odejmowanie tta, dekonwolucje linii spektralnych i analize ilosciowg widma
w kazdym pikselu mapy i profilu liniowego;

k) Oprogramowanie detektora EDS musi pracowaé¢ w Srodowisku Windows 7 lub
rownowaznym. Opis réwnowaznos$ci oprogramowania zawarto w Zatgczniku nr 4.

1l Gwarancja i realizacja przedmiotu zamoéwienia

34) Gwarancja system musi obejmowac okres przynajmniej 12 miesiecy od dnia odebrania urzgdzenia do
uzytku. Wykonawca pokrywa koszty czesci zamiennych oraz ustugi: robocizny, dojazdéw oraz noclegdéw
autoryzowanego serwisu producenta. Kontrakt serwisowy na urzgdzenie musi obowigzywa¢ minimum
24 miesigce od dnia odebrania urzgdzenia do uzytku.

35) Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia: maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy leasingowej.

36) System dostarczony bedzie w opakowaniu wielokrotnego uzycia.
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